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摘   要 

有鑒於半導體業在台灣的蓬勃發展相對引進大量生產機台以及大量勞工需求，且在半導

體廠工作的操作員工作時間皆很長且重複性高，容易產生疲勞及懈怠的狀況，而且有些半導

體廠中操作空間相當狹窄，在這些前提下，誤觸 EMO（緊急關機按鈕，Emergence off）的情

形便會發生，而誤觸 EMO 會造成整台機台因斷電突然停止，不僅在製品報銷，對機台也會有

損，更嚴重的是被斷電停止的機台必須重新開啟、熱機及設定一些參數，這些動作需花上半

天到一天的時間，對於產能造成很大的影響；不過一味地防範誤觸而在機台上加蓋或加鎖也

會造成反效果，因為在半導體廠中也是有過操作不當或是氣體、液體外洩的種種意外發生的

例子，這些情形都需要緊急使用 EMO 按鈕才能將傷亡減低到最小；所以 EMO 的設計是必須在

防止誤觸及緊急情況發生使用之間找一個平衡點。 

本研究方法及步驟採實地參訪半導體廠，跟作業員及駐廠工程師有直接的接觸並訪問其

心得及感想，也可實際觀察半導體廠內的情況及 EMO 在各種機台上的設置；在新竹科學園區

管理局的協助下，我們參觀了 5 個半導體廠，也得到了許多寶貴的資料。另外我們還有設計

一份問卷，是要給半導體廠中的作業員及駐廠工程師或是維修人員填寫，因為他們是實際跟

機台接觸並承擔風險的最前線。我們這份問卷共發了 7 個廠，回收約 320 份，接著我們便開

始用統計方法分析回收的問卷，找出誤觸的可能原因並發展新設計。 

經過這幾個月的努力，我們由回收的問卷分析出了誤觸的可能原因，例如操作員的習慣

用手、年齡或是負責的職務、製程等都有影響；另外由問卷分析結果及受訪者的意見，我們

還提出 EMO 按鈕的設置位置的一般性準則；最後並提出兩個改良設計，一是針對現在普遍的

機台 EMO 及其護套的改良，另一則是將 EMO 按鈕改成插卡式的新設計，相信這些成果會對半

導體業有所助益。 

 


